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研究動機與目的 

 在網路快速發展下，我們獲取資料的速度變得比以往更快且更多資料，剖面 (profile) 是

指透過一個或多個獨立自變數之間的函數關係來表達產品的品質特徵，傳統管制圖與剖面監控

不同之處在於，前者是用來判斷製程分布參數是否改變，後者是判斷函數關係是否改變，表為

傳統管制圖與剖面監控比較。 

 剖面監控 (profile monitoring) 分為非線性剖面 (nonlinear profile) 監控和線性剖面

監控，是一種用於監測、測量和記錄特定區域或系統的性能、狀態或數據的方法，在品質管理

中常用於異常檢測，剖面監控可用於檢測產品或過程中的異常情況，。 

比較 監控對象 數據分析 應用範圍 目標 

傳統 SPC 單一變數 管制圖 生產線上的

單一產品或

過程 

保持單一變

數的穩定性 

剖面監控 多個變數 多變量變異

數分析 

多變數系統 維持整個剖

面或多變數

系統的品質 

研究方法 

研究結果 

結論 

傳統 SVM 和 OCSVM 之間的一個重要區別。傳統的 SVM 通常用於

二元分類問題，目標是找到一個超平面，使得不同類別的資料點與

這個超平面之間的邊距（margin）最大化。相較之下，OCSVM 則是

在非監督式情況下工作，其目標是尋找一個超平面，能夠將資料集

中的正常類別資料與原點（origin）分開，同時盡可能靠近這些資料

點。這個超平面被認為是正常資料所在的區域的邊界，並且它與原

點的距離越遠越好，以確保它能有效地識別異常值，概念如圖 2 所

示在建立分類器時，通常使用 RBF 核函數，在資料集密集區域周

圍，擬合一個非線性邊界，將其餘資料點作為異常值進行分離。 

深度支援向量數據描述 (deep support vector data description, Deep 

SVDD) 是一種半監督式學習的演算法，為一種單類別的分類模

型，用於執行異常檢測的階段 II 任務。SVDD 的想法與 OCSVM

有關，它是建立一個超球體(hypersphere)來將資料分開，而非

CSVM 所使用的超平面 (hyperplane)。SVDD 試圖產生一個高維

度空間的超球面，以最小的半徑將訓練集中的資料包起來。新來

的待測資料映射到高維度空間後，如果落在這個超球面內，則認

為它屬於 target class，否則就認為它是一個 outlier  

真陽性 (true positive, TP)：表示正確的預測出陽性。 

真陰性 (true negative, TN)：表示正確地預測出陰性。 

偽陽性 (false positive, FP)：實際為陰性卻被誤判為陽性，又稱為型 I 錯誤(type I er-

ror)。 

偽陰性 (false negative, FN)：實際為陽性卻被誤判為陰性，又稱為型 II 錯誤 (type II 

error)。 

在本研究中，我們採用非線性剖

面作為數據集。第一種非線性剖

面是參考 John and Agarwal (2019) 

之研究其剖面函數如公式所示，

並對此函數進行微調，增加了隨

機雜訊 ，其平均數為 0，標準差

為 1。圖 5 中，紅色虛線為作者提

出的擬和樣條模型之示意圖。 

Jensen et al. (2016) 所使用的 

參數設定，其中  

亦即一個剖面包含 500 個資

料點 (相當於樣本資料個數 

 =500)。  

1. 局部偏移：本研究調整 5 種參數  

作為異常剖面，詳細的參數 說明如

下： =256.1、 =0.065、

=0.035、 =259.2、 =262.9。 

2.  整體偏移：本研究將剖面整體偏移

量設為 0.8 此相當於在公式 (13) 中

加入常數 0.8。 

1.本研究利用 scikit-learn 程式庫之 One Class SVM 函數進行兩項實驗， 

第一項為改變 ν (  )，從上述表格可以看出在固定 γ 下， ν (  ) 為 0 時 F1 分數及 F2 分數最高。 

 

2.第二項調整參數值為 γ，從上述表格可以看出在固定 ν (  ) 下， γ 為 1/43 時，F1 分數及 F2 分數最高  

3.由此可知往後做實驗可以依照此 ν (  )及 γ 操作半監督式學習之剖面監控相關實驗，可

以獲得最大的 F1 分數及 F2 分數，後續研究方向可以在上述方向上進行。 

4.此外，未來研究可以探討訓練資料集中，資料組數不同對於績效之影響，研究結果將

有助於提升智慧型製程管制之技術水準。  


